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Forschung und Entwicklung

Nach einer intensiven Planungs- und
Bauphase wird 2007 das neue
Beschichtungszentrum mit der
GroBanlage MEGA (Multiquellen
Magnetron Sputteranlage) als Herzsttick
in Betrieb nehmen.

Die durch die HGF-GroBinvestition
deutlich erweiterten Moglichkeiten der
Beschichtungstechnologie im Institut fur
Werkstoff-Forschung versetzen uns in die
Lage, den neuen Herausforderungen wie
niedrigere Schadstoff-Emissionen,
geringerer Treibstoffverbrauch und
langere Komponentenlebensdauer bei
gleichzeitiger Kostenreduktion gerecht zu
werden. Dabei bieten neue, komplexe
Hochtemperaturschutz und
Funktionsschichten hervorragende
Maéglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele
in der Luft- und Raumfahrt sowie in der
Verkehrs- und Energieforschung.
Analytische und mikrostrukturelle
Charakterisierungsmethoden sowie
anwendungsnahe Prufverfahren des
Beschichtungszentrums dienen der
Entwicklung und Verbesserung der
Schichtsysteme und der Vorhersage der
Schichtlebensdauer.

Neben modernsten Vor- und
Nachbehandlungsprozessen und
Prozessanalytik werden vor allem die
neuen Verfahrenstechnologien Gasfluss-
Sputtern und Multiquellen-Sputtern
eingefuhrt. Sie er6ffnen dem Institut die
Moglichkeit, Gber die aktuellen
klassischen Anwendungsfelder
Warmedammschichten und
Oxidationsschutzschichten fur
Komponenten der fliegenden und
stationaren Gasturbine hinaus neue
Beschichtungssysteme und
Anwendungsfelder anzugehen.
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Beim Gasfluss-Sputtern (GFS) wird als
Hohlkathode ein Metalltarget verwendet,
das durch die Hohlkathodenentladung
von innen abgetragen wird. Das
abgestaubte Material wird in atomarer
Form durch einen Argon-Gasstrom aus
der Hohlkathode zur Substrat-Oberflache
transportiert und schlagt sich dort als
Schicht nieder. Mit dieser Prozessfiihrung
gelingt das Beschichten von Bauteilen mit
komplexen Geometrien und Uber die
Zuftihrung von Sekundéargasen die
reaktive Abscheidung von z.B. oxidischen
bzw. nitridischen Schichten.

Kompetenzen

e Die Multiquellen-Sputteranlage erlaubt

die Herstellung von komplexen

Mehrlagendinnschichten in héchster

Qualitat.

Gasfluss-Sputtern zur Beschichtung von

Bauteilen mit komplexer Geometrie

mikrostrukturelle und mikroanalytische

Schadigungsanalyse

o Neue WDS-Systeme mit reduzierter
Warmeleitfahigkeit

e Neue Oxidationsschutzschichten und
WDS fir Titan-Legierungen und
Titanaluminide

e Wirtschaftliche Schicht-Repair-Verfah-

ren

Entwicklung edelmetallfreier, langzeit-

stabiler, selbstregenerierender Katalysa-

torschichtmaterialien zur NOx- und

Russreduktion

Entwicklung von Sensormaterialien auf

Mischoxidbasis

Entwicklung integrierter Sensor/Kataly-

satoreinheiten zur Uberwachung und

Regelung von Katalysatoren

e HGF-GroBinvestition "Beschichtungs-

zentrum"
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